
Die Messaufgabe:
Hybride Polymere werden als dünne
transparente Schicht auf einem Wafer ab-
geschieden. Die Dicke dieser Schicht soll
gemessen werden. Da die Schicht partiell
abgetragen ist, könnte die Schichtdicke in
einem gemessenen Profil aus der Höhe
der Schichtoberseite über der Wafer-
oberfläche bestimmt werden (Bild 1).

Das Problem:
Konventionelle Tastschnittgeräte, die für
solche Aufgaben sonst eingesetzt werden
können, scheiden hier aus, da sie das
weiche Schichtmaterial mechanisch ab-
tasten und damit zerkratzen.

Optische Abstandsmessgeräte wie kon-
fokale Sensoren, Autofokussysteme oder
Triangulatoren versagen bei der Profil-
messung auf dünnen transparenten
Schichten, weil das an Schichtoberseite
und Schichtunterseite reflektierte Licht
nicht getrennt ausgewertet werden kann.

      
Bild 1: Foto der partiell abgetragenen Polymerschicht

Die Lösung:
Mit einem interferometrischen Messkopf
kann die Dicke der transparenten Poly-
merschichten gemessen werden.

Der Sensor misst dabei das an den beiden
Grenzflächen der Schicht reflektierte Licht
und bestimmt für jede Wellenlänge des
sichtbaren Spektrums die Interferenz aus
den beiden Teilstrahlen. So kann die
Dicke dünner transparenter Schichten
hoch aufgelöst gemessen werden.

Im FRT  MicroProf® Schichtdicke wird der
interferometrische Sensor für ortsauf-
gelöste, hochgenaue Schichtdickenmes-
sungen eingesetzt. In einer Zwei-Sensor-
Anordnung mit dem interferometrischen
Messkopf und einem konfokalen chro-
matischen Abstandssensor steht dem
Kunden ein außerordentlich leistungs-
fähiges Messsystem für schnelle, ortsauf-
gelöste Schichtdicken- und Topographie-
messungen zur Verfügung.

Bild 2: 3D-Ansicht der Schichtdicke

Die 3D-Ansicht in Bild 2 zeigt einen
Ausschnitt der gemessenen Polymer-
schicht. In z-Richtung ist hier nicht die
Höhe der Oberfläche sondern die Schicht-
dicke aufgetragen. Man erkennt die
quadratischen Strukturen, in denen die
Schicht abgetragen wurde.
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Bild 3 zeigt die gemessene Schicht in
einer Draufsicht mit Schnittlinie. In Bild 4
ist der Verlauf der Schichtdicke längs
dieser Schnittlinie dargestellt.

Bild 4: Schichtdickenverlauf längs der in Bild 3
           eingezeichneten Schnittlinie.

Die Auswertung der gemessenen Schicht-
dicke erfolgt mit dem Analyseprogramm
FRT Mark III. Das leistungsfähige Pro-
gramm wird in den FRT-Messsystemen
sowohl für die Darstellung und Auswer-
tung von Topographiedaten wie auch von
Schichtdickenmessungen eingesetzt.

Bild 3: Ortaufgelöste Messung der Schichtdicke mit
           Schnittlinie

Der interferometrische Schichtdickensensor
kann in alle FRT-MicroProf® und FRT Micro-
Glider® Systeme integriert werden.

Der FRT MicroProf® Schichtdicke (Bild) kom-
biniert den Schichtdickensensor mit einem
chromatischen Abstandssensor und ermöglicht
damit sowohl die oben beschriebenen Schicht-
dickenmessungen wie auch Topographie- und
Profilmessungen mit einer Höhenauflösung
von wenigen Nanometern mit einem Mess-
system.


